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J m vo!SS?S; 5 Il. Beschrif ten von Werkstuecken <IC1, ... IC10), 
. u !n„rtprp ic-Gehaeusen, mit Laserstrahl, nat einer 

ssrssSfSbSSSJhting <io, di. ^ ,-^1^ 

w^rkstuecke einer Beschrif tungszone zufuehrt, einer 
LaserstraKquelle (2), einer Ablenkeinheit (4) mit Optxk (8). mit 
SS "J Laserstrahl auf die Oberflaeche des zu beschrif tenden, 

h der Beschrif tungszone befindlichen Werkstuecks (IC1, ... 
iciO) fokussierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine 

ii;-Hi£r«inhe±t (14, 16-22) vorgesehen ist, die den von der 
UlTr Sn!qu e eUe ei (2, (1 abgegebenen LasLstrahl (L, in mehrere. 
Lasers^ ^ aufteilt, die ueber dieselbe 

T !} l 'J X ?5iSt IA) St OptiJ ") geruehrt werden, urn gleichzeitig 
^nrerrBescnriftu^s-Sserstrahlen (Bl, ...) zu erhalten, von 
Senen"eder .5 einL von mehreren in der Beschrif tungszone 
v,»finHlichen werkstuecken fokussiert wird. 

?n JEe case of a device for scribing (inscribing) IC housings 

aci ? K10) with the aid of a laser beam, simultaneous scribing 

^'plurality of IC housings (IC1,... ICS) with a plurality of 
scribing laser beams (Bl, . . BS) takes place, which beams are 
Educed by a beam-splitter unit located between a laser-beam 
producea SC ribina head (6, 8). Using two parallel 

SOUrCe (2 L^l a " 4n C c h ronous operation cST^ SwETKLl*. tor 


conve yor 


f-r^T rr- uL.ir^j* * re bein ^cr^bed^imul t aneously on oge_ 



^Krre~THe^ conveyor belt with the counterparts 
-^H^j^ibed i s moved further. 
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?r Jc-hou'sing lettering apparatus uses laser beam - which is divided up 
to produce several simultaneous lettering laser beams, each one 
focused on one of several IC-housings in lettering zone. 
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A workpiece delivery equipment (10,12) supplies the IC-housings to 
be lettered to a lettering zone. The lettering apparatus also 
includes a laser beam source (2) and a deflection unit (4) with an 
optic (8), with which a laser beam can be focused on the surface of 
the IC-housing to be lettered in the lettering zone. 

A beam splitter unit (14) divides the beam from the laser beam 
source into several beam parts which are lead via the deflection 
unit to obtain simultaneously several lettering laser beams 
(B1...B5), each one of which is focused on one of several 
Ic-housings in the lettering zone. 

ADVANTAGE - Considerably increases throughput of lettered 
workpieces for comparatively low additional cost. 
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© Vorrlchtung zum Beschrltten von WerkstOcken. 

0 Bet einer Vorrichtung 2um Beschriften von IC- 
Gehausen (IC1. ... IC10) mit Hilfe eines Laserstrahls 
erfolgt eine gleichzeltige Beschrlftung mehrerer IC- 
GehSuse (IC1, ... 1C5) mlt mehreren Beschriftungs- 
laserstrahlen <B1. ... B5). die von einer zwischen 
einer Laserstrahlquelle (2) und einem Schreibkopf (6. 
8) befindlichen Strahfleilereinheit erzeugt werden. 
Durch zwei parallele Transportbahnen kann im Ge- 
gentaktbetrieb gearbeitet werden. Wahrend auf der 
einen Bahn gleichzeitig beispielsweise fUnf IC-Ge- 
ha'use beschriftet werden. erfolgt ein Vorschub auf 
der anderen Bahn urn eine der Lange einer Reihe 
aus fOnf IC-Gehausen entsprechende Strecke. An- 
schlieBend werden die Beschriftungslaserstrahlen 
(B1 .« B5) auf die andere Transportbahn mit den 
darauf befindlichen IC-Gehausen (IC6. ... IC10) ge- 
richtet. wahrend das Transportband mit den gerade 
beschrifteten SeitenstUcken weitergeruckt wird. 
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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Be- 
schritten von WerkstUcken, insbesondere IC-Ge- 

hausen. mittels Userstrahl, mil einer WerkstUckzu- 

fuhreinrichtung, die die zu beschriftenden Werk- 
stUcke einer Beschriftungszone zufuhrt einer La- 5 
serstrahlquelle und einer Ablenkeinheit mit Optik, 
mit der ein Beschriftungs-Laserstrahl auf die Ober- 
flache der zu beschriftenden, in der Beschriftungs- 
zone befindlichen WerkstUcke fokussierbar ist. 

Derartige Vorrichtungen sind bekannt und wer- w 
den insbesondere zum Beschriften von IC-Gehau- 
sen eingesetzt. Die Beschriftung wird in Form einer 
Gravur mit Hilfe des Laserstrahls "eingebrannt". 
wobei die Beschrittung beispielsweise den Namen 
des Herstellers, die Typenbezeichnung und der- rs 
gleichen umfaOt. Diese Information wird der Laser- 
strahlquelle und der Steuerung der Ablenkeinheit 
zugefUhrt. urn den Laserstrahl abhSngig von der 
Beschriftungsinformation zu modulieren Oder ein- 
/auszuschalten. wobei die Ablenkeinheit dafUr 20 
sorgt da8 der Laserstrahl mit der geeigneten Ge- 
schwindigkeit Uber die zu beschriftende Flache ge- 
fuhrt wird. Die Optik dient dazu, den Laserstrahl 
exakt in der Beschriftungsebene zu fokussieren. 
Die Beschriftungsdauer fur ein derarliges Werk- 25 
stuck liegt unter einer halben Sekunde. Der Vor- 
schub der zu beschriftenden WerkstUcke mit Hilfe 
der WerkstUckzufUhreinheit erfolgt intermittierend. 
wobei die Vorschubzeit innerhalb jedes Beschrif- 
tungszyklus etwa genauso lang ist wie die Beschrif- so 
tungszeit. Urn einen hoheren Durchsatz zu erzie- 
len. ist es bekannt. zwei Transportbahnen parallel 
nebeneinander anzuordnen und die Anlage im Ge- 
gentaktbetrieb zu betreiben. d. h., wShrend die 
Beschriftung eines in der einen Beschriftungszone 35 
befindlichen WerkstUcks erfolgt. erfolgt in der an- 
deren Transportbahn eine Vorschubbewegung. 
Wenn die Beschriftung in der ersten Beschriftungs- 
zone abgeschlossen ist. wird der Laserstrahl auf 
die andere Beschriftungszone gerichtet. in die zwi- <o 
schenzeitlich ein weiteres zu beschriftendes Werk- 
stUck gerOckt wurde. 

Urn den Durchsatz einer solchen Anlage zu 
erhbhen kann man daran denken, mehrere Be- 
schriftungskbpfe mit jeweils zugehoriger Laser- 45 
strahlquelle und Ablenkeinheit hintereinander Oder 
nebeneinander anzuordnen, urn gleichzeitig mehre- 
re WerkstUcke beschriften zu kbnnen. Dies ist al- 
lerdings besonders kostenintensiv. weil sich die 
Kosten der Anlage im Vergleich zu einer Anlage so 
mit einem Schreibkopf urn den Faktor der gleich- 
zeitig zu beschriftenden WerkstUcke erhbhen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Vorrichtung zum Beschriften von WerkstOcken der 
eingangs genannte Art anzugeben. die bei ver- 55 
gleichsweise geringen zusStzlichem Aufwand eine 
erhebliche Steigerung des Durchsatzes an be- 
schrifteten WerkstUcken gestattet. 


ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe dadurch 
gelost, dafl eine Strahfteilereinheit vorgesehen ist. 
der den von der Laserstrahlquelle abgegebenen 
Laserstrahl in mehrere Teilstrahlen aufteilt, die Uber 
dieselbe Ablenkeinheit mit Optik gefUhrt werden. 
urn gleichzeitig mehrere Beschrittungs-Laserstrah- 
len zu erhalten. von denen jede auf eines von 
mehreren in der Beschriftungszone befindlichen 
WerkstUcken fokussiert wird. 

Die Beschriftungszone nimmt bei der erfin- 
dungsgemaB ausgebildeten Vorrichtung nicht nur 
ein WerkstUck. sondern eine Gruppe von Werk- 
stOcken auf, die vorzugsweise in einer Reihe hin- 
tereinander angeordnet sind. Der von der Werk- 
stUckzufUhreinrichtung bewirkte Vorschub erfolgt 
dann urn eine Strecke, die der Lange der Reihe 
aus mehreren WerkstUcken entspricht. Bei dem 
Beschriftungsvorgang werden gleichzeitig mehrere 
Beschriftungs-Laserstrahlen synchron Ober die in 
der Beschriftungszone befindlichen WerkstUcke ge- 
fuhrt. Die Anzahl von Teilstrahlen und die dement- 
sprechende Ausgestaltung der Strahlteilereinheit 
h^ngen von der fUr die Beschriftung der einzelnen 
WerkstUcke benbtigten Energie sowie von der 
Energie des von der Laserstrahlquelle gelieferten 
Laserstrahls ab. Im einfachsten Fall liefert ein 
Strahlteiler zwei Teilstrahlen, es kBnnen jedoch 
auch drei. vier und mehr Teilstrahlen erzeugt wer- 
den, urn eine entsprechend groBe Anzahl von 
WerkstOcken gleichzeitig zu beschriften. 

Die Beschriftungszone ist eine imaginare Stelle 
entlang des durch beispielsweise ein Transport- 
band gebildeten Transportwegs. Oberhalb dieser 
Stelle befindet sich der Schreibkopf der Vorrich- 
tung, und die Optik des Schreibkopfs fokussiert 
sSmtliche Teil-Beschriftungs-Laserstrahlen auf die 
Oberflache der einzelnen WerkstUcke. 

Verglichen mit der herkSmmlichen Vorrichtung 
braucht praktisch nur eine Strahfteilereinheit zu- 
satzlich vorgesehen zu werden, welche die benb- 
tigte Anzahl von Teilstrahlen liefert. Diese Teilstrah- 
len werden dann so auf den ersten Ablenkspiegel 
der Ablenkeinheit gerichtet. dafl die Teilstrahlen auf 
dem Ablenkspiegel praktisch an derselben Stelle 
auftreffen. Die beiden Ablenkspiegel lenken dann 
die Teilstrahlen synchron auf die Optik, und von 
der Optik werden samtliche Teilstrahlen aus Be- 
schriftungs-Laserstrahlen auf die in der Beschrif- 
tungszone befindlichen WerkstUcke fokussiert. 

Die Strahlteilereinheit kann in herkommlicher 
Weise mit Hilfe halbdurchlassiger Spiegel und voll- 
standig reflektierender Spiegel aufgebaut sein. Al- 
ternate kann mach auch einen hoiographischen 
Strahlteiler einsetzen. 

Die erfindungsgemSB ausgeblldete Vorrichtung 
laBt sich vorzugsweise derart ausgestalten. dafl die 
WerkstOckzufUhreinrichtung zwei nebeneinander 
angeordnete Transportbahnen aufweist, denen je- 
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weils eine Beschriftungs2one zugeordnet 1st, und 
da6 das Zufuhren der Werkstucke gruppenweise 
fUr eine der Anzahl von Teilstrahlen entsprechende 
Anzahi von Werkstucken im Gegentaktbetrieb er- 
folgt, wobei wahrend der Beschriftung der einen 
Gruppe in der einen Beschriftungszone der ande- 
ren Beschriftungszone eine Gruppe von WerkstOk- 
ken zugefUhrt wird und danach die Beschriftungs- 
Laserstrahlen auf die andere Beschriftungszone ge- 

richtet werden. , 

Im folgenden werden Ausfuhrungsbeispiele der 
Erfindung anhand der Zeichnung naher erlautert. 
Es zeigen: 

Figur 1 eine schemalische Ansicht einer Vorncn- 
lung zum Beschriften von IC-Geha'usen, und 
Figur 2 eine schematische Darsleilung des La- 
serstrahlverlaufs der in Figur 1 dargestellten 
Vorrichtung. 

Figur 1 zeigt eine Vorrichtung 2um Beschnften 
von IC-GehSusen, d. h. von mit AnschluBstiften 
versehenen KunststoffgehSusen, in denen sich ein 
Chip mit einer integrierten Schaltung befmdet. 

Eine Laserstrahlquelle 2 erzeugt einen Laser- 
strahi, der abhangig von der Schreibinformation in 
an sich bekannter Weise moduliert wird. Der modu- 
lierte Laserstrahl gelangt an einen Schreibkopf 6. 
der eine Ablenkeinheit 4 mit einer Fokussier-Optik 
8 aufweist. welche mehrere Beschriftungs-Laser- 
strahlen B1. B2 ... B5 auf eine Beschriftungsebene 
fokussiert. 

Die Beschriftungsebene wird definiert durch die 
Oberseite von auf einem Transportband 10 in Pfeih 
richtung P intermittierend transportierten IC-Gehau- 
sen IC1. IC2, ... IC5. Die Beschriftung nimmt ca. 
0 2 bis 0,4 Sekunden in Anspruch. Anschlieflend 
werden die Beschriftungslaserstrahlen B1 - B5 auf 
eine benachbarle Beschriftungzone gerichtet. die 
oemae Figur 1 durch fOnf weltere in einer Reihe 
angeordnete IC-Gehause IC6. ... IC10 besetzt ist. 
Die IC-GehSuse IC6. ... IC10 befinden sich auf 
einem parallel zu dem Transportband 10 ebenfalls 
in Pfeilrichtung P bewegten Transportband 12. 
Wahrend die Beschriftung der in zu dem Trans- 
portband 10 gehSrigen Beschriftungszone erfolgt, 
wird das andere Transportband 12 urn eine Strecke 
weiterbewegt. welche der LSnge der fOnf IC-Ge- 
hause umfassenden Reihe entspricht. Wahrend 
das eine Band die zu beschriftenden bzw. die 
beschrifteten IC-Gehause vorrUckt. erfolgt gerade 
die Beschriftung in der zu dem anderen Transport- 
band gehSrigen Beschriftungszone. 

Figur 2 zeigt schematisch den Strahlverlauf fUr 
eine Vorrichtung der in Rgur 1 dargestellten Art, 
wobei in Rgur 2 aus GrOnden der Vereinfachung 
jedoch nicht fOnl, sondern lediglich 3 Beschrif- 
tungs-Laserstrahlen B1. B2 und B3 dargestellt slnd. 
Links in Rgur 2 ist ein Teil des transportbands 10 
dargestellt, auf dem sich in einer (imaginaren) Be- 


schriftungszone drei IC-GehSuse IC1, IC2 und IC3 
befmden. Die hier schematisch dargestellte Optik 8 
dient zum Fokussieren von drei Teilstrahlen auf die 
Oberflache der einzelnen IC-Gehause IC1, IC2 und 
5 IC3. 

Die rechts in Figur 2 schematisch dargestellte 
Laserstrahlquelle 2 liefert einen Laserstrahl L, der 
auf einen teildurchlassigen Spiegel 18 falH. Der 
durchgelassene Strahlanteil gelangt auf einen wei- 
10 teren teildurchlassigen Spiegel 16. aus dem ein 
Teilstrahl S2 austritt. Der von dem teildurchlassi- 
gen Spiegel 16 abgeienkte Strahlanteil wird von 
einem Umlenkspiegel 22 als Teilstrahl S3 unter 
einem Winkel o bezOglich des Teilstrahls S2 auf 
is die Ablenkeinheit 4 gerichtet. Der von dem teil- 
durchlassigen Spiegel 18 abgeienkte Strahlanteil 
wird von einem Umlenkspiegel 20 als Teilstrahl S1 
und einem Winkel o bezllglich des Teilstrahls S2 
auf die Ablenkeinheit 4 gerichtet. 
20 Die durch die teildurchlSssigen Spiegel 16 und 
18 und die Umlenkspiegel 20 und 22 gebildete 
Strahlteilereinheit ist hier in herkommlicher Weise 
ausgebildet und wird als bauliche Einheit zwischen 
die Laserstrahlquelle 2 und die Ablenkeinheit 4 
25 eingefOgt. 

Die Ablenkeinheit 4 ist in bekannter Weise aus- 
gebildet und enthaft einen ersten Ablenkspiegel 42. 
dessen Schwenkachse senkrecht zur Zeichenebe- 
ne verlauft. so dafi er sich in Richtung des Doppel- 
30 pfeils zu bewegen vermag, und einen zweiten Ab- 
lenkspiegel 44, dessen Schwenkachse in der 
Zeichnungsebene liegt. Die von der Ablenkeinheit 4 
in x- und y-Richtung (innerhalb der Zeichnungs- 
ebene und senkrecht zur Zeichnungsebene) abge- 
35 lenkten Teilstrahlen SI, S2 und S3 werden von der 
Optik 8 als Beschrrflungs-Laserstrahlen B1 , B2 und 
B3 auf die zu beschriftenden IC-GehSuse IC1, IC2 
und IC3 gerichtet und fokussiert. wobei die Brenne- 
bene jedes Beschriftungs-Laserstrahls etwa der 
40 Oberseite der zu beschriftenden IC-Gehause ent- 
spricht 

Die Beschriftungs-Laserstrahlen B1 f B2 und B3 
bewegen sich gemafl Figur 2 in der Zeichnungs- 
ebene sowie senkrecht zur Zeichnungsebene. so 

45 daB der Brenhpunkt jedes einzelnen Strahls Ober 
das betreffende IC-Gehause wandert und dort die 
Beschriftung entsprechend der Energie des modu- 
lierten Laserstrahls einbrennt. 

In Abwandlung des oben beschriebenen Aus- 

50 fUhrungsbeispiels kann die in Figur 1 dargestellte 
Anlage auch mit lediglich einem einzigen Trans- 
portband. aber auch mit drei parallel gefOhrten 
TransportbSndern ausgefUhrt werden. WShrend 
oben als Beispiel die Beschriftung von IC-GehSu- 

55 sen erlautert wurde, la Bt sich die erfindungsgemS- 
Be Vorrichtung auch zur Beschriftung anderer 
WerkstUcke einsetzen. insbesondere solcher Werk- 
stOcke, die sich mit Laserstrahlen relativ geringer 
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Energie beschriften lassen. Es kommen also vor- 
zugsweise Kunststoff-WerkstOcke in Betracht. 

Die in Figor 2 rechis oben dargestellte Strahl- 
teilereihheit 14 kann auch in an sich bekannter 
Weise als holographischer Strahlteiler ausgebildet 5 

sein- , . ,^ 

In Figur 1 und Figur 2 sind fOnf bzw. drei IC- 
Gehause dicht an dicht jeweils in einer Reihe ange- 
ordnet. Die Anzahl gleichzeitig beschrifteter Werk- 
stOcke hangt ab von der Anzahl von Teilstrahlen. io 
Dabei brauchen die zu beschriftenden WerkstQcke 
nicht in einer Reihe angeordnet zu werden. man 
kann beispie Is weise auch vier WerkstOcke so an- 
ordnen, dafl ihre Mittelpunkte auf einem Quadrat 
Oder Rechieck liegen. Dabei mufl der Strahlteiler is 
dann so ausgestaltet werden, dafl die einzelnen 
Teilstrahlen nicht nur - wie in Figur 2 gezeigt - In 
einer Ebene einen Winkel zueinander bilden, son- 
dern auch ra'umlich bestimmte Winkel zueinander 
bilden. Andere Anordnungen von Teilstrahlen bzw. 20 
gleichzeitig zu beschriftenden WerkstOcken sind 
denkbar. 

PatentansprOche 

25 

1. Vorrichtung zum Beschriften von WerkstOcken 
(IC1. ... IC10). insbesondere IC-GehSusen, mil 
Laserstrahl. mit einer WerkslOckzufOhreinrich- 
lung (10, 12), die die zu beschriftenden Werk- 
stucke einer Beschriftungszone zufOhrt, einer 30 
Laserslrahlquelle (2). einer Ablenkeinheit (4) 

mit Optik (8). mit der ein Laserstrahl auf die 
Oberllache des zu beschriftenden, sich in der 
Beschriftungszone befindlichen WerkslOcks 
(IC1, ... IC10) fokussierbar 1st, dadurch ge- 35 
kennzelchnet, dafl eine Strahlteilereinhert (14, 
16-22) vorgesehen ist. die den von der Laser- 
slrahlquelle (2) abgegebenen Laserstrahl (L) in 
mehrere Teilstrahlen (S1, S2, S3) aufteilt, die 
Ober dieselbe Ablenkeinheit (4) mit Optik (8) 40 
gefOhrt werden, urn gleichzeitig mehrere Be- 
schriftungs-Laserstrahlen (B1, ...) zu erhalten, 
von denen jeder auf eines von mehreren in der 
Beschriftungszone befindlichen WerkstOcken 
fokussiert wird. 45 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzelchnet daO die WerkstUckzufuhrein- 
richtung (10. 12) zwei nebeneinander angeord- 
nete Transportbahnen (10, 12) aufweist, denen 50 
jeweils eine Beschriftungszone zugeordnet ist, 

und daB das ZufOhren der WerkstOcke (IC1, ... 
ICS; IC6, ... IC10) gruppenweise fOr eine der 
Anzahl von Teilstrahlen entsprechende- Anzahl 
von WerkstOcken im Gegentaktbetrleb erfolgt. 55 
wobei wahrend der Beschrlftung der einen 
Gruppe in der einen Beschriftungszone der 
anderen Beschriftungszone eine Gruppe von 


WerkstOcken zugefUhrt wird und danach die 
Beschriftungs-Laserstrahlen auf die andere Be- 
schriftungszone gerichtet werden. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dafl von der Strahlteilerein- 
heit (14) gelieferte Teilstrahlen (SI, S2, S3) 
unter gegenseitigen Winkeln (a) derart auf den 
ersten Ablenkspiegel (42) der Ablenkeinheit (4) 
gerichtet werden, dafl sie etwa an derselben 
Stelle auf den Ablenkspiegel (42) auftreffen. 

4. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, dafl die Be- 
schriftungszone mehrere in einer Reihe ange- 
ordnete WerkstOcke aufnimmt. 
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